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論    文    の    要    旨 
 
半導体ウエハ検査装置でキーとなる光学技術の研究開発を行い、ウエハ検査装置の性能と








































































審    査    の    要    旨 
〔批評〕 
半導体ウエハ検査装置は、LSI デバイスの開発と量産に必須であり、開発フェーズでは歩留りの改善
に、量産フェーズでは歩留りの維持に用いられる。生産の歩留りは、最終的に LSIチップのコストを決める
ため、量産の際に最も重要なファクターである。開発時に高い歩留りを実現し、量産において維持するた
めには、生産システムや生産プロセスのパラメータの問題を可能な限り早急に検出し、修正することが必
要になる。こうした社会からの強い要請が本研究の背景となっている。 
本研究では、ウエハ検査装置で必要とされる多様な光学技術の研究開発を行っている。光学式高さ
検出器は、電子ビームを用いた検査装置に適用され、これを用いることで、検査スループットの向上が期
待される。この技術は、光学式検査装置にも適用可能で、検査画像取得時の焦点誤差低減による検査
感度の向上に直結すると思われる。また、波長 213nm のモードロックレーザ、深紫外対応の斜方検出結
像光学系とその評価技術は、次世代検査装置の検査感度向上の開発に不可欠なものといえる。こうした
観点から、本論文は、光学的半導体ウエハ検査装置の発展に大きく寄与したと認められ、その学術的、
産業応用的な価値は高く評価される。 
 
〔最終試験結果〕 
 平成２８年２月１５日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席のもと、
著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によっ
て、合格と判定された。 
 
〔結論〕 
 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格
を有するものと認める。 
 
